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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気フードを含む排気換気システムにおける排気流量を制御する方法であって、
　排気フード付近の排気温度を表し、排気温度センサーから発生される排気温度信号を制
御モジュールで受信すること、
　排気を発生する調理器具の表面の温度を表し、輻射温度センサーで発生される輻射温度
信号を制御モジュールで受信すること、
　制御モジュールにおいて、受信した排気温度信号及び受信した輻射温度信号に基づいて
、輻射温度の変動の決定を含む、調理器具の状態を決定すること、及び
　制御モジュールから制御信号を出力することにより、決定した前記調理器具の状態に応
じて、平衡ダンパーを作動させ、または排気ファンの速度を変更することで排気流量を制
御すること
　を含み、
　前記調理器具の状態は、調理状態、アイドル状態及び停止状態を含み、
　前記排気流量を制御することが、調理器具の状態の変化に基づいて、計画排気流量（Ｑ
ｄｅｓｉｇｎ）、アイドル排気流量（Ｑｉｄｌｅ）及び停止排気流量の間で排気流量を変
える信号を出力することを含み、
　制御モジュールは、調理器具が調理状態にあると決定される際には計画排気流量に、調
理器具の状態がアイドル状態にあると決定される際にはアイドル排気流量に、また調理器
具が停止状態にあると決定される際には停止排気流量に、排気流量を変更し、
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　輻射温度が予定の最低輻射温度より高い場合において、輻射温度の変動が判断されると
、調理器具が調理状態にあると決定され、
　輻射温度の変動がないと判断されると、調理器具がアイドル状態にあると決定され、
　輻射温度が予定の最低輻射温度以下の場合において、排気温度が特定の温度より低いと
きには、調理器具が停止状態にあると決定され、排気温度が特定の温度以上のときには、
調理器具が調理状態にあると決定される
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　調理器具の表面に対向して調理面から出てくる輻射温度を検知するように、排気フード
に配置された赤外線センサーを用いて輻射温度が測定される請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記排気換気システム付近の雰囲気温度を測定することをさらに含み、排気温度及び排
気換気システム付近の雰囲気温度がそれぞれの温度センサーを用いて測定される請求項１
記載の方法。
【請求項４】
　さらに、排気流を制御する前に、排気換気システムを校正することを含む請求項１記載
の方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の方法を実施する排気換気システムであって、前記
平衡ダンパーまたは前記排気ファンに接続され前記平衡ダンパーまたは前記排気ファンを
制御するとともに、前記排気温度信号及び前記輻射温度信号を受信する制御モジュールを
含み、前記制御モジュールは、前記方法を実施するのに有効な、プログラム可能なプロセ
ッサを有する、排気換気システム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、２００８年１２月３日付けで提出した米国仮特許出願６１／１１９，７１６号
、発明の名称“調理器具用の排気流制御システム及び方法”の優先権を主張して２００９
年６月８日付けで提出した米国仮特許出願６１／１８５，１６８号、発明の名称“排気シ
ステム制御機器”の優先権を主張し、これら両米国仮特許出願は全て参照文献として本明
細書に結合される。
【技術分野】
【０００２】
　本発明の実施形態は、一般的には、換気システムにおける排気流を制御することにある
。より詳細には、本発明の実施形態は、調理器具の状態に基づいて排気換気システムにお
ける排気流量を制御することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　排気換気システムは、調理器具で発生したフューム（煙）及び空気汚染物質を除去する
のに用いることができる。これらのシステムは、通常、調理器具の上方に位置決めした排
気フードを備えており、該排気フードは、調理器具の用いられている領域からフュームを
除去する排気ファンを含んでいる。また、あるシステムではシステムにおける排気流を変
えるために開閉できる手動又は自動ダンパーを含んでいる。
【０００４】
　調理中に発生したフュームやその他の空気汚染物質を低減又は除去するために、被換気
空間の外へ空気の幾分かを引き出すのが有用であり得る。これは、調理器具すなわち調理
レンジのエネルギー消費を増加させ得る。従って、エネルギー損失を低減又は最少化しな
がら、フュームやその他の空気汚染物質を除去するため十分な気流を維持するように排気
流量を制御するのが重要である。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一つ以上の実施形態は、調理器具の上方に排気フードを配置した排気換気システムにお
ける排気流量を制御する方法を含んでいる。かかる方法は、排気フード付近の排気温度を
測定し、調理器具付近の排出空気の輻射温度を測定し、測定した排気温度及び輻射温度に
基づいて器具の状態を決定し、そして決定した器具の状態に応じて排気流量を制御するこ
とを含み得る。
【０００６】
　一つ以上の実施形態は、温度センサーを用いて排気フード付近の排気温度を測定するこ
とで、排気換気システムにおける排気流量を制御することを含み得る。複数の実施形態で
は、さらに、遠赤外線（ＩＲ）センサーを用いて調理器具付近の輻射温度を測定すること
で、排気換気システムにおける排気流量を制御することにより構成され得る。複数の実施
形態では、さらに、器具の状態が調理状態、アイドル状態及びオフ状態を含む排気換気シ
ステムにおける排出流量を制御することにより構成され得る。調理状態において、輻射温
度及び調理器具の平均輻射温度が変動しているか、或は排気温度が最低排気温度以上であ
るかを決めることができる。アイドル状態では、調理時間の継続中に輻射温度の変動がな
く、しかも排気温度が所定の最低温度排気温度未満であることを決めることができる。オ
フ状態では、平均輻射温度が所定の最低輻射温度未満であり、しかも排気温度が調理器具
付近の空間の平均雰囲気温度プラス所定の雰囲気温度未満であることを決めることができ
る。
【０００７】
　さらに、複数の実施形態では、調理器具の上方に配置した排気換気システムにおける排
気流量を、決められた器具の状態に基づいてファンを作動したり止めたりして、或いはフ
ァンの速度やダンパー位置を変えることによって制御する構成とされる。
【０００８】
　さらに、複数の実施形態では、調理器具の上方に配置した排気換気システムにおける排
気流量を、器具の状態の変化に基づいて変えることによって制御する構成とされる。
【０００９】
　さらに、複数の実施形態では、調理器具の上方に配置した排気換気システムにおける排
気流量を、器具の状態の検出した変化に応じて、所定の計画(design)排気流量と、所定の
待機(idle)排気流量と、オフ排気流量との間で変えることによって制御する構成とされる
。
【００１０】
　さらに、複数の実施形態では、調理器具の上方に配置した排気換気システムにおける排
気流量を、制御する前にシステムを校正してから制御する構成とされる。さらに、複数の
実施形態では、調理器具の上方に配置した排気換気システムにおける排気流量を、換気シ
ステム付近の雰囲気空間の温度と排気温度との差を測定して器具の状態を決めることによ
り制御する構成とされる。
【００１１】
　さらに、複数の実施形態では、輻射温度が変動ししかも輻射温度が所定の最低輻射温度
より高い時に調理器具が調理状態にあり、調輻射温度が変動しない時には調理器具がアイ
ドル状態にあり、また輻射温度が変動せずしかも輻射温度が所定の最低輻射温度より低い
時には調理器具がオフ状態にあるように、調理器具の上方に配置した排気換気システムに
おける排気流量を制御する構成とされる。
【００１２】
　さらに、複数の実施形態では、排気温度が所定の最大雰囲気温度より高い又は所定の最
大雰囲気温度に等しい場合に調理器具が調理状態にあり、排気温度が所定の最大雰囲気温
度より低い場合に調理器具がアイドル状態にあり、また排気温度が所定の雰囲気温度より
低い場合に、調理器具がオフ状態にあるように、調理器具の上方に配置した排気換気シス
テムにおける排気流量を制御する構成とされる。さらに、複数の実施形態では、赤外線セ
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ンサーを用いて輻射温度を測定する構成とされる。
【００１３】
　さらに、複数の実施形態では、調理器具の上方に取付けられ、調理器具で発生した排出
空気を除去する排気ファンを備えた排気フードと、調理器具の輻射温度を測定するム少な
くとも一つのセンサーと、排気フードに装着され、排気の温度を測定する少なくとも一つ
の温度センサーと、測定した輻射温度及び排出空気の温度に基づいて調理器具の状態を決
定しそして上記器具の状態に基づいて排気流量を制御する制御モジュールとを備える排気
換気システムから成り得る。
【００１４】
　さらに、複数の実施形態では、輻射温度を測定する赤外線センサーと、排気フード付近
の排出空気の温度を測定する温度センサーと、調理器具の状態を決定しそして器具の状態
に基づいて排気流量を制御するプロセッサを備え得る制御モジュールとを備えることがで
きる。
【００１５】
　さらに、複数の実施形態では、排気ファンの速度を制御することで排気流量を制御する
制御モジュールと、排気フードに取りけられ、フードダクトに入る排出空気の容量を制御
する少なくとも一つのモーター駆動型平衡ダンパーとを備えることができる。
【００１６】
　種々の実施形態では、制御モジュールはさらに、少なくとも一つのモーター駆動型平衡
ダンパーの位置を制御することで排気流量を制御できる。
【００１７】
　さらに、制御モジュールは、調理状態、アイドル状態及びオフ状態を含む器具の状態を
決定できる。複数の実施形態では、さらに、器具の状態の変化に基づいて、計画排気流量
（Ｑ計画）と、アイドル排気流量（Ｑアイドル）と、オフ排気流量（０）との間で排気流
量を変えることによって排気流量を制御する制御モジュールを備えることができる。
【００１８】
　さらに、複数の実施形態では、器具が調理状態にあると決定される場合には計画排気流
量（Ｑ計画）に、器具の状態がアイドル状態にあると決定される場合にはアイドル排気流
量（Ｑアイドル）に、また器具がオフ状態にあると決定される場合にはオフ排気流量に排
気流量を変える制御モジュールを備えることができる。
【００１９】
　さらに、複数の実施形態では、さらに輻射温度における変動を決定できる制御モジュー
ルを備えることができる。
【００２０】
　さらに、複数の実施形態では、輻射温度に変動がありしかも輻射温度が所定の最低輻射
温度より高い調理状態に調理器具があること、輻射温度に変動がないアイドル状態に調理
器具があること、及び輻射温度に変動がなくしかも輻射温度が所定の最低輻射温度より低
いオフ状態に調理器具があることを決定できる制御モジュールを備えることができる。
【００２１】
　さらに、複数の実施形態では、換気システム付近の空気の雰囲気温度を測定する温度セ
ンサー、及び排気フード付近の排気温度と換気システム付近の雰囲気温度との差をさらに
決定できる制御モジュールを備えることができる。
【００２２】
　さらに、複数の実施形態では、排気温度が所定の最高雰囲気温度より高いか又は所定の
最高雰囲気温度に等しい調理状態に調理器具があること、排気温度が所定の最高雰囲気温
度より低いアイドル状態に調理器具があること、及び排気温度が所定の雰囲気温度より低
いオフ状態に調理器具があることを決定する制御モジュールを備えることができる。複数
の実施形態では、さらに、システムの校正後、排気流量を制御する制御モジュールを備え
ることができる。
【００２３】
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　複数の実施形態では、調理器具の上方に配置した排気フードを備えた排気換気システム
における排気流量を制御する制御モジュールを備えることができ、該制御モジュールは、
調理器具の状態を決定し、そして器具の状態に基づいて排気流量を制御するプロセッサを
備えている。
【００２４】
　種々の実施形態では、制御モジュールはさらに、器具の状態が調理状態、アイドル状態
及びオフ状態の一つを含む場合に排気流量を制御する構成とされる。制御モジュールはさ
らに、排気流量が計画排気流量（Ｑ計画）、アイドル排気流量（Ｑアイドル）、及びオフ
排気流量の一つを含む場合に排気流量を制御する構成とされる。制御モジュールはさらに
、計画排気流量からアイドル排気流量及びオフ排気流量に排気流量を変える機能を備え得
る。制御モジュールはさらに、調理状態において制御モジュールが排気流量を計画気流量
に変え、アイドル調理状態では制御モジュールが排気流量をアイドル排気流量に変え、ま
たオフ状態では制御モジュールが排気流をオフ排気流量に変えるように、排気流量を制御
する構成とされる。
【００２５】
　種々の実施形態では、制御モジュールはさらに、調理器具で発生した排出空気の雰囲気
温度を測定することによって及び調理器具の輻射温度を測定することにより器具の状態を
プロセッサが決定するように、排気流量を制御する構成とされる。
【００２６】
　制御モジュールはさらに、排気温度が所定の最高雰囲気温度より高いか又は所定の最高
雰囲気温度に等しい調理状態、排気温度が所定の最高雰囲気温度より低いアイドル状態、
及び排気温度が所定の雰囲気温度より低いオフ状態をプロセッサが決定するように、排気
流量を制御する構成とされる。
【００２７】
　制御モジュールはさらに、輻射温度が変動ししかも輻射温度が所定の最低輻射温度より
高い場合には調理状態を、輻射温度が変動しない場合にはアイドル状態を、また輻射温度
が変動ししかも輻射温度が所定の最低輻射温度より高い場合に調理状態を、輻射温度が変
動せずしかも輻射温度が所定の最低輻射温度より低い場合にはオフ状態をプロセッサが決
定するように、排気流量を制御する構成とされる。
【００２８】
　制御モジュールはさらに、調理器具で発生した排出空気を除去するために排気フードに
取付けられた排気ファンの速度を制御することで排気流量を制御すること、排気フードに
取りけられた少なくとも一つの平衡ダンパーの位置を制御することで排気流量を制御する
こと、及び制御装置が排気流量を制御する前に制御モジュールがさらにシステムを校正す
るように排気流量を制御する構成とされる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】調理器具の上方に配置され、種々の実施形態による排気流制御システムを備えた
排気換気システムを概略的に示す斜視図。
【図２】モーター駆動型ダンパーを備えた排気換気システムを概略的に示す斜視図。
【図３】本発明による排気流量制御システムを例示するブロック線図。
【図４】種々の実施形態による排気流量制御方法を例示するフローチャート。
【図５】自動ダンパーを備えた又は備えていない少なくとも一つの実施形態の始動ルーチ
ンを例示するフロー線図。
【図６】単一フードを備え、ダンパーを備えていない少なくとも一つの実施形態の検査ル
ーチンを示すフロー線図。
【図７】多数のフード、一つのファン及びモーター駆動型ダンパーを備えた少なくとも一
つの実施形態の検査ルーチンを示すフロー線図。
【図８】単一フード及び単一ファンを備え、モーター駆動型ダンパーを備えていない少な
くとも一つの実施形態の校正ルーチンを示すフロー線図。
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【図９】多数のフード及び一つのファンを備え、モーター駆動型ダンパーを備えていない
少なくとも一つの実施形態の校正ルーチンを示すフロー線図。
【図１０】一つ又は多数のフード、一つのファン及びモーター駆動型ダンパーを備えた少
なくとも一つの実施形態の校正ルーチンを示すフロー線図。
【図１１】モーター駆動型平衡ダンパーを備えていない少なくとも一つの実施形態の動作
ルーチンを示すフロー線図。
【図１２】モーター駆動型平衡ダンパーを備えた少なくとも一つの実施形態の動作ルーチ
ンを示すフロー線図。
【図１３】本発明による排気流制御システムを例示するブロック線図。
【図１４】本発明による排気流制御システムを例示するブロック線図。
【図１５】本発明による排気流制御システムを例示するブロック線図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１を参照すると、排気換気システム１００が例示されており、この排気換気システム
１００は排気フード１０５を含み、排気フード１０５は複数の調理器具１１５の上方に配
置され、そして排気ダクト１１０を介して排気組立体１４５に連通している。排気フード
１０５の底部開口は通常長方形であり得るが、任意の他の所望の形でもよい。排気フード
１０５の壁は内部容積１８５を画定し、調理器具１１５上に位置決めされる排気フード１
０５の端部における下向きの底部開口１９０と連通している。内部容積１８５はまた排気
ダクト１１０を介して排気組立体１４５にも連通できる。排気ダクト１１０は排気組立体
１４５を介して外部換気環境に向って上方に延びることができる。
【００３１】
　排気組立体１４５はモーター駆動型排気ファン１３０を含めることができ、調理器具１
１５で発生した排出空気は、モーター駆動型排気ファン１３０によって排気ダクト１１０
内に引き込まれ、そして外部換気環境へ放出する。排気ファン１３０のモーターが作動す
ると、調理器具１１５と外部換気環境との間に排気流路１６５が形成される。空気が料理
人（コック）の上部領域から引かれる際に、ヒューム、空気汚染物質及びその他の空気粒
子は、排気ダクト１１０及び排気組立体１４５を通って外部換気環境へ排出される。
【００３２】
　排気換気システム１００は、さらに、制御モジュール３０２を含めることができ、制御
モジュール３０２は好ましくは、プログラム可能なプロセッサ３０４を含め、このプログ
ラム可能なプロセッサ３０４は複数のセンサーに作動的に結合されかつ複数のセンサーか
らデータを受信し、そしてモーター駆動型排気ファン１３０の速度を制御するように構成
され、排気ファン１３０はシステム１００における排気流量を調整する。制御モジュール
３０２は、排気ダクト１１０に又はその内部に配置した温度センサー１２５の出力及び各
々調理器具１１５の表面に対向して配置した複数の赤外線（ＩＲ）輻射温度センサー１２
０の出力に基づいて排気ファン１３０の速度を制御する。少なくとも一つの実施形態では
、三つのＩＲセンサー１２０を設けることができ、各ＩＲセンサー１２０はそれぞれの調
理器具１１５の上方に配置され、それで各ＩＲセンサー１２０はそれぞれの調理面１１５
の表面に対向するように位置決めされている。しかし、各調理面の輻射温度を検出する限
り、任意の数及び形式のＩＲセンサー１２０及び任意の数の調理器具１１５を用いること
ができる。制御モジュール３０２はセンサー１２５及び１２０と通信し、センサーの読み
取り値に基づいて調理器具の状態を特定する。調理器具１１５の状態は、これらの複数の
検出器を用いて検知した輻射温度及び排気温度に基づいて決定される。
【００３３】
　制御モジュール３０２は、排気ダクト１１０の近くに配置した一つ以上のモーター駆動
型平衡ダンパー（ＢＤ）１５０と共に、モーターの速度を制御する可変周波数ドライブ（
ＶＦＤ）のような速度制御モジュールを備えるモーター駆動型排気ファン１３０と通信す
る。制御モジュール３０２は、排気温度センサー１２５及びＩＲ輻射温度センサー１２０
の出力に基づいて調理器具の状態（ＡＳ）を決定でき、そして決定した調理器具の状態（
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ＡＳ）に応じてモーター駆動型平衡ダンパー１５０の位置と共に排気ファン１３０の速度
を変えることができる。例えば、調理器具１１５は、調理状態（ＡＳ＝１）、アイドル状
態（ＡＳ＝２）、又はオフ状態（ＡＳ＝０）となり得る。調理器具１１５の状態は、排気
温度センサー１２５及びＩＲセンサー１２０で検出された温度に基づいて決定できる。種
々の実施形態によれば、調理器具の状態（ＡＳ）を決定する方法は、図４～図１２に示さ
れ、以下に詳細に説明する。決定した器具の状態（ＡＳ）に基づいて、制御モジュール３
０２は、システムにおけるファン速度及び／又は平衡ダンパーの位置を選択し、排気流量
が特定の器具の状態（ＡＳ）と関連した所定の排気流量に相当するようにされる。
【００３４】
　図２を参照すると、排気換気システム２００の第２の実施形態が示されており、排気換
気システム２００は複数の排気フード１０５’を備えており、これらの排気フード１０５
’は一つ以上の調理器具１１５（調理設備のサイズに依存して）の上方に配置できる。排
気換気システム２００は、それぞれのフード１０５’の各々に対する少なくとも一つの排
気温度センサー１２５及びそれぞれのフードタブポート（ＴＡＢ）の各々に接続した少な
くとも一つの圧力変換器１５５を含めることができる。排気フードダクト１１０の各々は
モーター駆動型平衡ダンパー１５０を含めることができる。平衡ダンパー１５０は、それ
ぞれのフードダクト１１０に配置でき、そしてダンパー位置をフィーバックするアクチュ
エータを含み得る。排気換気システム２００はまた、それぞれの調理面の輻射温度を検知
するように配置した少なくとも一つのＩＲセンサー３１２を含めることができる。排気フ
ァン１３０は排気組立体１４５に接続されて、レンジ（台）上面から周囲の外部換気環境
へ排出空気を移動させる。別の圧力変換器１４０は、フードダクト１１０に入る油分およ
びヒューム粒子を除去するため排気フード１０５の底部開口１９０に設けられた複数の油
分除去フィルタ１７０と共に、排気組立体１４５の一部である主排気ダクトにおける静圧
を測定するようにできる。
【００３５】
　図３には、上記で示したシステム（例えば１００及び２００）のいずれかと接続して使
用できる排気流量制御システム３００を概略ブロック線図で示している。図３に示すよう
に、排気流量制御システム３００は制御モジュール３０２を含んでいる。制御モジュール
３０２はプロセッサ３０４及びメモリー３０６を含んでいる。制御モジュール３０２は、
複数のセンサーとＩＲセンサー３１２を備える複数の装置とに接続され、これら装置から
入力を受け、前記複数の装置は、ＩＲセンサー３１２が調理器具１１５の表面に対向しそ
して調理面から出てくる輻射温度を検知するように、排気フード天蓋１０５に位置決めで
き、フードダクト１１０内へ吸引される排出空気の温度を検知する排気温度センサー１２
５はフードダクト１１０の近くに設けられ、調理器具１１５を取巻く空気の温度を検知す
る雰囲気温度センサー１６０が換気システム（１００、２００）の近くに設けられ、フー
ドダクト１１０に発生する圧力を検知する圧力センサー１５５はフードタブポート（ＴＡ
Ｂ）の近くに設けられ、また任意のオペレータ制御装置３１１が設けられる。センサー３
０８～３１４及びオペレータ制御装置３１１からの入力は制御モジュール３０２に伝送さ
れ、制御モジュール３０２は入力信号を処理し、器具の状態（ＡＳ）又は状況を決定する
。制御モジュールにおけるプロセッサ３０４は、器具の状態に基づいて、排気ファンモー
ター３１６の速度及び／又はモーター駆動型平衡ダンパー３１８（ＢＤ）の位置を制御で
きる。各調理状況は以下に説明するように特定の排気流量（Ｑ）と組み合わされる。制御
モジュール３０２が調理器具の状態を決定すると、制御モジュール３０２は排気ファン３
１６の速度及び平衡ダンパー３１８の位置を調整して各器具の状態に関連した所定の気流
量を達成できる。
【００３６】
　種々の実施形態では、センサー３０８～３１４は、伝導線を用いてプロセッサ３０４に
作動的に結合できる。センサーの出力はアナログ信号（例えば電圧、電流など）の形態で
発生できる。代わりに、センサーはデジタルバスを介してプロセッサ３０４に結合でき、
その場合にはセンサーの出力はデジタル情報の一つ以上のワードから成ることができる。
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排気温度センサー３１４及び輻射温度センサー（ＩＲセンサー）３１２の数及び位置はシ
ステム中に調理器具及び組合わさったフード、フードカラー及びフードダクトが幾つ存在
しているか並びにフードの長さのようなその他の変数に関連して変えることができる。雰
囲気温度センサー３１０の数及び位置もまた、換気システムを取り巻く雰囲気の温度が検
知される限り、変えることができる。圧力センサー３０８の数及び位置もまた、主排気ダ
クト中の静圧（Ｐｓｔ）を測定するために排気ファン１３０に近接してフードダクトに設
けられる限り、変えることができる。全てのセンサーは例示であり、従って所望の機能を
満たすのに任意の公知の形式のセンサーを用いてもよい。一般に、制御モジュール３０２
は、任意の適当な線又は無線リンクを介してセンサー３０８～３１４、モーター３１６及
びダンパー３１８に結合できる。
【００３７】
　種々の実施形態では、多数の制御モジュール３０２を設けることができる。制御モジュ
ール３０２の形式及び数並びにシステムにおけるそれら制御モジュールの配置は、上記に
列挙したセンサーの数及びシステム内の配置に関してシステムの複雑さ及び大きさに依存
して変えてもよい。
【００３８】
　上述のように、制御モジュール３０２は好ましくは、プロセッサ３０４及びメモリー３
０６を備え、本明細書に記載した機能を制御するように構成できる。種々の実施形態にお
いて、メモリー３０６は、適切な入力変数、プロセス変数、プロセス制御設定値並びに各
フードに対する校正設定値のリストを記憶できる。これらの記憶した変数は、検査、校正
及びスタートアップ関数の種々の段階中、並びにシステムの動作中にプロセッサ３０４で
使用できる。
【００３９】
　種々の実施形態では、プロセッサ３０４は、コンピュータで読取り可能な媒体（例えば
電子メモリー、光学又は磁気記憶装置など）に記憶された一連のプログラムされた指令を
実施できる。プロセッサ３０４で実行される指令によって、プロセッサ３０４に記載した
機能を実行させる。指令はメモリー３０６に記憶され得、又は指令は、別のプロセッサで
読取り可能な媒体或いはそれらを結合したものにおいて実施され得る。プロセッサ３０４
は、マイクロコントローラ、コンピュータ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又はデ
ィスクリート論理構成要素、又はそれらを結合したものを用いて実施できる。
【００４０】
　種々の実施形態では、プロセッサ３０４はまた、ユーザーにアラーム及びエラーコード
及びその他のメッセージを出力するために例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のような自
動運転表示灯すなわちディスプレイ装置３１７に結合できる。表示灯３１７はまたブザー
、ベル、アラームなどのような音響表示器を含むことができる。
【００４１】
　図４には、種々の実施形態による模範的方法４００を例示している。方法４００は、Ｓ
４０５で開始し、そして排気温度入力又は圧力センサー入力を受信するためにＳ４１０又
はＳ４２５に移り、そして雰囲気温度入力及び赤外線センサー入力を受信するためにＳ４
１５及びＳ４２０に移る。制御はＳ４３０に続く。
【００４２】
Ｓ４３０において、現在の排気流量（Ｑ）が決定される。制御はＳ４３５に続く。
【００４３】
　Ｓ４３５において、現在の排気流量は所望の排気流量と比較される。Ｓ４３０において
決定した排気流量が所望の排気流量である場合には、制御は再開する。Ｓ４３０において
決定した排気流量が所望の排気流量でない場合には、制御は、システムの形態に基づいて
Ｓ４４０又はＳ４５０へ移る（例えばモーター駆動型ダンパーが設けられている場合には
制御はＳ４５０へ移り、しかしモーター駆動型ダンパーが設けられていない場合には制御
はＳ４４０へ移る）。
【００４４】
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　配置に基づいて、Ｓ４５０ではダンパーの位置が決定され、或いはＳ４４０では排気フ
ァンの速度が決定される。Ｓ４４０及びＳ４５０における異なるオプションに基づいて、
制御は、Ｓ４５５においてダンパーにダンパー位置コマンドを出力し、或いはＳ４４５に
おいて排気ファンに速度コマンドを出力するように処理する。その後、制御は、Ｓ４６０
において調理器具の出力がオフ状態であるかどうかを決定するように処理でき、その場合
には方法４００はＳ４６５において終了し、或いはＳ４６０において調理器具の出力がま
だオン状態であると決定される場合には方法は再び開始される。
【００４５】
　動作前に、システム１００、２００は、各フードを予め設定した計画及びアイドル排気
流量に平衡させ、必要ならばセンサーを清浄及び再校正し、そして起こり得る機能障害や
損傷についてシステムにおける各構成要素を評価するために、始動プロセス中に制御モジ
ュール３０２によって検査及び校正できる。システム中に機能障害が存在する場合には適
切なアラーム信号がＬＣＤディスプレイに表示され、オペレータにその機能障害を伝え、
そしてオプションであるがその機能障害を如何に修復するかについてオペレータへ伝える
ようにできる。
【００４６】
　例えば、システム１００が単一排気ファン１３０に接続した単一又は多数のフードを備
えているが、モーター駆動型平衡ダンパー（ＢＤ）１５０を備えていない実施形態の例で
は、制御モジュール３０２は、表１～４において以下に記載する各フードについての変数
のリストを備え得る。
【００４７】

【表１】

【００４８】
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【表２】

【００４９】

【表３】

【００５０】
【表４】

【００５１】
　例えば、システム１００が単一排気ファン１３０に接続した多数のフードを含み、フー
ドがモーター駆動型平衡ダンパー（ＢＤ）１５０を備えている実施形態の例では、制御モ
ジュール３０２は、表５～８において以下に記載する各フードについての変数のリストを
含み得る。
　各フードについての入力変数のリスト
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【表５】

【００５２】

【表６】

【００５３】
【表７】

【００５４】
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【表８】

【００５５】
　種々の実施形態において、制御モジュールにおけるプロセッサ３０４は、以下の式を用
いて排気温度Ｔｅｘにおける排気流（Ｑ）を計算するように構成できる。
【００５６】

【数１】

　ここで、
　Ｋｆはフード例数である。
　ｄｐはフードＴＡＢポートで測定したインチＷＣにおける静圧である。
　Ｄｅｎｓｅｘｈは排出空気の密度（ｌｂ質量／ｆｅｅｔ３）である。
　Ｄｅｎｓｓｔｄは排出空気（＝０．０７４８７ ｌｂ／ｆｔ３、７０°Ｆで及び原子圧
力２９．
　９２１インチＨｇにおいて）の標準密度である。
【００５７】
【数２】

　ここで、
　Ｔｅｘは排気温度、°Ｆである。
　Ｐａｔｍは雰囲気圧力インチＨｇである。
【００５８】
【数３】

　ここで、
　ｈはシールレベル上の高さｆｔである。
　kAirflowDesignをレポートする際に、ＤＣＶシステムを備えたキッチンにおける全ての
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フードを介しての排出空気の質量流Mtot[1b/ft3]は計算される必要があり、そしてこれら
フードについて総計画質量気流Mtot_design[1b/ft3]によって割り算される必要がある。
【００５９】
【数４】

　ここで、
　Mtot及びMtot_designは式（４）で計算され、Densexh_iは、排出空気の実際の温度及び
計画温度を用いて式（２）で計算される。
【００６０】
【数５】

【００６１】
　図５には、単一排気ファンに接続された単一又は複数のフードを備え、フードレベルに
モーター駆動型平衡ダンパーなしの実施形態の制御モジュール３０２で実施できる始動ル
ーチン５００のフロー線図を示す。始動ルーチン５００はＳ５０２で開始し、そして排気
ファン３１６を始動させるために以下の三つのオプションの一つを含むことができる。
【００６２】
　１）自動的に、フードの下方の器具のいずれかが作動される場合（５００）
【００６３】
　ブロックＳ５０５において、赤外線センサー１２０は、少なくとも一つの調理器具１１
５のいずれかの調理面の輻射温度（ＩＲＴ）を測定でき、雰囲気温度センサー１６０は調
理器具の周りのスペース（Ｔｓｐａｃｅ）の温度を測定でき、また別の温度センサーは調
理温度（Ｔｃｏｏｋ）を測定できる。制御モジュール３０２におけるプロセッサ３０４で
、輻射温度（ＩＲＴ）が最低温度読取り値（ＩＲＴｍｉｎ）（ＩＲＴｍｉｎ＝Ｔｓｐａｃ
ｅ＋ｄＴｃｏｏｋ）を越えていると決定される場合（ブロックＳ５１０）には、制御モジ
ュール３０２は排気ファンを始動でき（ブロックＳ５１５）、排気流（Ｑ）を（Ｑｉｄｌ
ｅ）に設定できる（ブロックＳ５２０）。プロセッサ３０４で、輻射温度（ＩＲＴ）が最
低温度（ＩＲＴｍｉｎ）を越えてないと決定される場合（ブロックＳ５１０）には、制御
モジュールは排気ファンを停止状態に維持する（ブロックＳ５２５）。
【００６４】
　制御モジュール３０２はまた、システムの動作が開始される前に第２の読取り値を分析
できる。ブロックＳ５３０において、排気温度（Ｔｅｘ）は排気温度センサー１２５で測
定できる。排気温度が予め設定した最低排気温度（Ｔｅｘ　ｍｉｎ）を超える場合（ブロ
ックＳ５３５）には、制御モジュール３０２は排気ファンを始動でき、排気流（Ｑ）を（
Ｑｉｄｌｅ）に設定する（ブロックＳ５４５）。排気温度（Ｔｅｘ）が最低排気温度（Ｔ
ｅｘ　ｍｉｎ）を超えない場合には、制御モジュール３０２は排気ファンを停止状態にで
きる（ブロックＳ５５０）。始動ルーチンは、これらのステップの後に終了できる（ブロ
ックＳ５５０）。
【００６５】
　２）オンスケジュール
【００６６】
　排気フードを作動及び停止する予めプログラム可能な（例えば一週間）スケジュール。
オンスケジュールではフード排気流（Ｑ）は（Ｑｉｄｌｅ）に設定される。
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【００６７】
　３）手動で、フードのオーバーライドボタン
【００６８】
　種々の実施形態において、フードにおけるオーバーライドボタンを作動すると、予め設
定した時間の間（ＴｉｍｅＯＲ）フード排気流（Ｑ）を（Ｑｄｅｓｉｇｎ）に設定できる
。
【００６９】
　多数のフードを単一排気ファンに接続し、モーター駆動型平衡ダンパーをフードレベル
に設けたシステム２００の第２の実施形態の制御モジュール３０２によって実行される始
動ルーチンのフロー線図は、各ステップにおいて平衡ダンパーＢＤが排気ファンと共に適
切な排気流（Ｑ）を維持できるように開放状態に維持されることを除いて、図５に示すス
テップと実質的に同じステップを追従する。
【００７０】
　図６を参照すると、流れ制御動作の開始前に、システム１００を検査するために制御モ
ジュール３０２で実行されるルーチン６００を示すフロー線図が示されている。ルーチン
６００はＳ６０２で始動でき、そして制御モジュール自己診断プロセスに続く（ブロック
Ｓ６０５）。自己診断プロセスがＯＫである場合（ブロックＳ６１０）には、制御モジュ
ール３０２は、排気ファン速度を制御する可変周波数ドライブ（ＶＦＤ）を予め設定した
周波数（ＶＦＤｉｄｌｅ）に設定できる（ブロックＳ６１５）。その後、フードＴＡＢポ
ートに配置した圧力変換器で静圧が測定でき（ブロックＳ６２０）、そして式（１）を用
いて計算した（Ｑ）に排気流を設定できる（ブロックＳ６２５）。自己診断プロセスが失
敗である場合には、制御モジュール３０２は、（ＶＦＤ）が予め設定した周波数（ＶＦＤ
ｉｄｌｅ）であるかどうか、及び排気流（Ｑ）が閾値気流係数によって（Ｑｉｄｌｅ）以
上であるか以下であるかを確認できる（ブロックＳ６３０、Ｓ６４５）。排気流の読取り
値に基づいて、制御モジュール３０２は、適切なエラーコードを発生し出力し、これらの
エラーコードはＬＣＤディスプレイ或いは排気フードに取付けられたすなわち制御モジュ
ール３０２に結合された他の適切な表示装置３１７に示され又は表示できる。
【００７１】
　排気流（Ｑ）がフィルタミシング係数（ｋＦｉｌｔｅｒ　ｍｉｓｓｉｎｇ）によって（
Ｑｉｄｌｅ）未満である場合（ブロックＳ６３０）には、エラーコード“フィルタ及びフ
ァンの検査”が発生される（ブロックＳ６３５）。一方、排気流（Ｑ）が目詰まりフィル
タ係数（ｋＦｉｌｔｅｒ　ｃｌｏｇｇｅｄ）によって（Ｑｉｄｌｅ）を超える場合（ブロ
ックＳ６４５）には、“フィルタ清掃”アラームが発生される（ブロックＳ６５０）。排
気流（Ｑ）が事実上（Ｑｉｄｌｅ）と同じである場合には、アラームは発生されず（ブロ
ックＳ６５０、Ｓ６５５）、そしてルーチンは終了する（Ｓ６６０）。
【００７２】
　図７を参照すると、システム２００を検査するために制御モジュール３０２で実行され
る別のルーチン７００を示すフロー線図が示されている。ルーチン７００はＳ７０２で始
動でき、そして制御モジュール３０２の自己診断プロセスに続く（ブロックＳ７０５）。
自己診断プロセスの結果がＯＫである場合（ブロックＳ７１０）には、制御モジュール３
０２は、平衡ダンパーを最初の又は現在の位置に維持することで排気流（Ｑ）を（Ｑｉｄ
ｌｅ）に維持できる（ブロックＳ７１５）。その後、フードＴＡＢポートに配置した圧力
変換器で静圧（ｄｐ）が測定でき（ブロックＳ７２０）、そして式（１）を用いて計算し
た（Ｑ）に排気流を設定できる（ブロックＳ７２５）。自己診断プロセスが失敗である場
合には、制御モジュールは、平衡ダンパー（ＢＤ）を開放位置に設定でき、また（ＶＦＤ
）を（ＶＦＤｄｅｓｉｇｎ）に設定できる（ブロックＳ７３０）。
【００７３】
　そして、制御モジュール３０２は、平衡ダンパーが不調であるどうかを検査できる（ブ
ロックＳ７３５）。平衡ダンパーが不調である場合には、制御モジュール３０２は平衡ダ
ンパーを開放できる（ブロックＳ７４０）。平衡ダンパーが不調でない場合には、制御モ
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ジュール３０２は、システムに不調なセンサーがあるかどうかを検査できる（ブロックＳ
７４５）。不調なセンサーが存在する場合には、制御モジュール３０２は、平衡ダンパー
を（ＢＤＰｄｅｓｉｇｎ）に設定でき、（ＶＦＤ）を（ＶＦＤｄｅｓｉｇｎ）に設定でき
、そして排気流を（Ｑｄｅｓｉｇｎ）に設定できる（ブロックＳ７５０）。他方、制御モ
ジュール３０２は、調理器具が停止されるまで（ＶＦＤ）を（ＶＦＤｉｄｌｅ）に設定で
きる（ブロックＳ７５５）。このステップはルーチンを終了する（ブロックＳ７６０）。
【００７４】
　種々の実施形態において、フード１０５は、計画気流（Ｑｄｅｓｉｇｎ）に自動的に校
正される。校正処理ルーチン８００は図８に例示されている。このルーチンはＳ８０２で
始動し、そして機能している全ての換気システム及びオフ状態の調理器具で作動され得る
（ブロックＳ８０５、Ｓ８１０）。校正ルーチン８００は停止したファンで開始できる（
ブロックＳ８１０、Ｓ８７０）。ファンが停止される場合には、フードは計画気流（Ｑｄ
ｅｓｉｇｎ）に平衡状態にされ得る（ブロックＳ８３０）。フードが平衡状態にされない
と（ブロックＳ８２５）、制御モジュール３０２は、排気流が（Ｑｄｅｓｉｇｎ）に達す
る（ブロックＳ８３５）まで、ＶＦＤを調整できる（ブロックＳ８３０）。こうしてルー
チン８００は、システムが安定化されるまで待機する。そして、フード１０５は（ＶＦＤ
）の速度を低減することで（Ｑｉｄｌｅ）に対して平衡状態にできる（ブロックＳ８４０
、Ｓ８４５）。ルーチン８００は、システム１００が安定化されるまで再び待機する。
【００７５】
　次のステップはセンサーを校正することにある（ブロックＳ８５０）。センサーの校正
は、最初の校正モード中に実行され、低温の調理器具に対してフードの下側に人が居ない
時に行われる。輻射温度（ＩＲＴ）は測定されサーモスタット読取り値（Ｔｓｐａｃｅ）
と比較され、そしてその差は各センサーについて制御モジュール３０２のメモリー３０６
に記憶され得る（ブロックＳ８５５）。その後の校正処理中又は排気システムが停止され
る時に、輻射温度の変化が再び測定され、そしてメモリー３０６に記憶された被校正値と
比較される（ブロックＳ８５５）。読取り値が最大許容差より大きい場合には、制御モジ
ュール３０２においてセンサーを清掃するようにとの警告が発生される（ブロックＳ８６
０）。さもなければ、センサーは校正されたとみなされ（ブロックＳ８６５）、ルーチン
８００は終了される（ブロックＳ８７５）。
【００７６】
　図９には、多数のフード及び一つのファンを備え、モーター駆動型平衡ダンパーを備え
ていないシステム用の校正ルーチン９００を例示している。ルーチン９００は、上記の単
一フード及び単一ファンを備え、モーター駆動型ダンパーを備えていないシステムの場合
と実質的に同じステップで実施できるが、ルーチン９００では各フードが校正される。ル
ーチン９００はフード１で始動し、そして上記のフード平衡ステップ（ブロックＳ９０５
～Ｓ９３０及びＳ９８５）並びに上記のセンサー校正ステップ（ブロックＳ９３５～Ｓ９
５０）に追従する。
【００７７】
　最初のフードが校正されると、次のフードに対する気流が確認される（ブロックＳ９５
５）。気流が設定値（Ｑｄｅｓｉｇｎ）にある場合には、センサーの校正は第２の（及び
後続の）フードについて繰り返される（ブロックＳ９６０、Ｓ９６５）。気流が設定値（
Ｑｄｅｓｉｇｎ）にない場合には、気流及びセンサーの校正は現在のフードについて繰り
返され得る（ブロックＳ９７０）。ルーチン９００は、システムにおける全てのフードが
校正されるまで続けられ得る（ブロックＳ９６５）。全てのフードに対する新しい計画気
流はメモリー３０６に記憶され（ブロックＳ９７５）、そして制御はＳ９８０で終了する
。
【００７８】
　図１０には、第２の実施形態２００で実行され得る自動校正ルーチン１０００を例示し
ている。校正ルーチン１０００の間に、全てのフードは、最低静圧で計画気流（Ｑｄｅｓ
ｉｇｎ）に校正される。校正処理すなわちルーチン１０００は、調理設備が適位置に全て
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のフードフィルターを備えて用いられる予定のない時間中に、実施でき、定期的に（例え
ば一週間に一度）繰り返され得る。ルーチン１０００はブロックＳ１００５で始動できる
。排気ファンは、最大速度ＶＦＤ＝１（ＶＦＤ＝１－全速；ＶＦＤ＝０－ファンは停止）
に設定でき、また全ての全ての平衡ダンパーは全開される（ＢＤＰ＝１－全開；ＢＤＰ＝
０－全閉）（ブロックＳ１０１０）。排気流は、ＴＡＢポート圧力変換器（ＰＴ）を用い
て各フードについて測定され得る（ブロックＳ１０１５）。種々の実施形態において、各
フードは、平衡ダンパーを用いて計画気流（Ｑｄｅｓｉｇｎ）となるように平衡状態にさ
れ得る。この点において、各ＢＤＰは、１未満（全開未満）であり得る。またシステムが
安定化する待ち期間も存在し得る。
【００７９】
　排気流が（Ｑｄｅｓｉｇｎ）にない場合には、ＶＦＤ設定は、平衡ダンパーの一つが全
開されるまで低減される（ブロックＳ１０３０）。少なくとも一つの実施形態においては
、この処理は、ダンパーの一つが全開され、そして気流が（Ｑ）＝（Ｑｄｅｓｉｇｎ）と
なるまで、各反復時に１０％だけＶＦＤ設定を徐々に低減することで複数のステップにお
いて行われ得る（ブロックＳ１０２０、Ｓ１０３０）。他方、ブロックＳ１０２０におい
て、気流がＱ＝（Ｑｄｅｓｉｇｎ）となる場合には、主排気ダクトにおける圧力変換器設
定（Ｐｓｔｄｅｓｉｇｎ）、ファン速度ＶＦＤｄｅｓｉｇｎ、及び平衡ダンパー位置ＢＤ
Ｐｄｅｓｉｇｎ設定は記憶され得る（ブロックＳ１０２５）。この時点で校正が行われる
（ブロックＳ１０３５）。
【００８０】
　図１１は、システム１００による種々の実施形態において実施される排気流を制御する
方法１１００のフローチャートである。図１１に示すように、個々のフード排気流（Ｑ）
は、例えば対応した器具が調理状態にあることを表示するＡＳ＝１、対応した器具がアイ
ドル状態にあることを表示するＡＳ＝２、及び対応した調理器具が停止状態にあることを
表示するＡＳ＝０であり得る器具状態（ＡＳ）又は状況に基づいて制御できる。排気温度
センサー１２５及び輻射ＩＲセンサー１２０は器具の状態を検知でき、そして検知した状
態をプロセッサ１７５へ伝送する。センサーによって行われる読取り値に基づいて、制御
モジュール３０２は、システム１００における排気流（Ｑ）を、予定の気流（Ｑｄｅｓｉ
ｇｎ）、測定した気流（Ｑ）（以下参照）及び予定の（Ｑｉｄｌｅ）気流に相応するよう
に変更できる。検知した調理の状態がＡＳ＝１である場合には、制御モジュール３０２は
気流（Ｑ）を、予定の（Ｑｄｅｓｉｇｎ）気流に相応するように調整できる。調理の状態
がＡＳ＝２である場合には、制御モジュール３０２は、次式に従って計算した気流（Ｑ）
を調整できる。
【００８１】
【数６】

【００８２】
　さらに、検知した調理の状態がＡＳ＝０である場合には、制御モジュール３０２は気流
（Ｑ）を、Ｑ＝０になるように調整できる。
【００８３】
　特に、再び図１１を参照すると、制御はＳ１１０２で開始し、ブロックＳ１１０４へ続
き、器具の状態は排気温度センサー１２５及びＩＲ温度センサー１２０から受けた入力に
基づいて決定され得る。排気温度（Ｔｅｘ）及び周囲空間温度（Ｔｓｐａｃｅ）の値は、
システムにおける排気流（Ｑ）を計算する（ブロックＳ１１０８）ために、読取られ、メ
モリー３０６に記憶され得る（ブロックＳ１１０６）。排気流（Ｑ）は例えば式（６）を
用いて計算され得る。計算した排気流（Ｑ）が予定の（Ｑｉｄｌｅ）より低い場合（ブロ
ックＳ１１１０）には、調理の状態はＡＳ＝２であると決定され得（ブロックＳ１１１２
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）、排気流（Ｑ）は（Ｑｉｄｌｅ）に相応するように設定され得る（ブロックＳ１１１４
）。この場合、ファン１３０は（Ｑ）＝（Ｑｉｄｌｅ）を維持する速度（ＶＦＤ）に保持
され得る（ブロックＳ１１１６）。ブロックＳ１１１０において、気流（Ｑ）が予め設定
した（Ｑｉｄｌｅ）値を超えていると決定される場合には、器具の状態はＡＳ＝１（調理
状態）であると決定され得（ブロックＳ１１１８）、そして制御モジュール３０２は、気
流（Ｑ）を（Ｑ）＝（Ｑｄｅｓｉｇｎ）に維持する（ブロックＳ１１２２）ように、ファ
ン速度（ＶＦＤ）を（ＶＦＤ）＝（ＶＦＤｄｅｓｉｇｎ）に設定できる（ブロックＳ１１
２０）。
【００８４】
　ブロックＳ１１２４において、平均輻射温度（ＩＲＴ）及び器具の調理表面から放出す
る輻射温度の変動（ＦＲＴ）はＩＲ検知装置１２０を用いて測定され得る。輻射温度が予
め決定した閾値より早く増減していることをプロセッサ３０４が決定し（ブロック１１２
８）、そして調理表面が熱い（ＩＲＴ＞ＩＲＴｍｉｎ）場合（ブロック１１２６）には、
器具の状態はＡＳ＝１として報告され（ブロック１１３２）、そしてファン１３０の速度
（ＶＦＤ）は（ＶＦＤｄｅｓｉｇｎ）に設定できる（ブロック１１３４）。排気フード１
０５が多数のＩＲセンサー１２０を備えている場合に、故障で、いずれか一つのセンサー
が輻射温度の変動を検知する（ブロック１１２８）と、調理の状態（ＡＳ＝１）が報告さ
れる。調理の状態が検知されると、フードの排気流（Ｑ）は、予め設定した調理時間（Ｔ
ｉｍｅＣｏｏｋ）（例えば７分）に対して計画気流（Ｑ＝Ｑｄｅｓｉｇｎ）に設定できる
（ブロック１１３６）。少なくとも一つの実施形態において、これは、排気温度信号（Ｔ
ｅｘ）によって制御をオーバーライド（取り消し）する（ブロック１１３０）。さらに、
ＩＲセンサー１２０が調理時間（ＴｉｍｅＣｏｏｋ）内に別の温度変動を検知すると調理
タイマーはリセットされる。
【００８５】
　一方、ＩＲセンサー１２０が予め設定した調理時間（ＴｉｍｅＣｏｏｋ）内に温度変動
を検知しない場合には、器具の状態は、ＡＳ＝２アイドルとして報告され（ブロック１１
３８）、そしてファン１３０の速度は、式（６）に従って計算した（Ｑ）＝（Ｑ）に排気
流を維持する（ブロック１１４２）ように変調され得る（ブロック１１４０）。全てのＩ
Ｒセンサー１２０が（ＩＲＴ＜ＩＲＴｍｉｎ）を検知し（ブロックＳ１１２６）、そして
（Ｔｅｘ＜Ｔｓｐａｃｅ＋ｄＴｓｐａｃｅ）を検知する（ブロックＳ１１４４）と、器具
の状態はＯＦＦ（ＡＳ＝０）であると決定され（ブロックＳ１１４６）、そして排気ファ
ン１３０はＶＦＤ＝０を設定すること（ブロックＳ１１４８）により停止（ブロックＳ１
１４８）される。さもなければ、器具の状態は、調理状態（ＡＳ＝１）である（ブロック
Ｓ１１５２）と決定され、そして排気ファン１３０の速度（ＶＦＤ）は、変調され（ブロ
ックＳ１１５４）、排気流（Ｑ）を、式（６）（上記）により計算したレベルに維持する
（ブロックＳ１１５６）ようにされる。動作１１００はブロックＳ１１５８で終了し、制
御モジュール３０２は、気流（Ｑ）を、決定した器具の状態（ＡＳ）に基づいた気流レベ
ルに設定する。
【００８６】
　図１２Ａ～図１２Ｃには、各排気フード１０５に置けるモーター駆動型平衡ダンパーで
システム２００における排気流を制御する模範的な方法１２００を例示している。該方法
１２００は、輻射温度（ＦＲＴ）の変動がＩＲセンサー１２０で検知される時（ブロック
Ｓ１２２８）或いは排気温度（Ｔｅｘ）が最低値（Ｔｍｉｎ）を超える時（ブロックＳ１
２３０）に、器具の状態がＡＳ＝１であると決定される（ブロックＳ１２３２）ことを除
いて、上記の方法１１００と実質的に同じステップを追従し得、そして制御モジュール３
０２は、平衡ダンパーが全開位置（ＢＤＰ）＝１にあるかどうか、そしてファン１３０の
速度（ＶＦＤ）が予定の計画ファン速度以下であるかどうか（ブロックＳ１２３４）を付
加的に検査する。上記の状態通りである場合には、ファン１３０の速度（ＶＦＤ）は、排
気流Ｑが計画気流（Ｑｄｅｓｉｇｎ）に達するまで（ブロック１２４０）、増加される（
ブロックＳ１２３６）。上記の状態通りでない場合には、ファン１３０の速度（ＶＦＤ）
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は（ＶＦＤｄｅｓｉｇｎ）に維持され（ブロック１２３８）、気流（Ｑ）は（Ｑ）＝（Ｑ
ｄｅｓｉｇｎ）に維持される（ブロックＳ１２４０）。
【００８７】
　一方、輻射温度が変動しない（ブロックＳ１２２８）、或いは排気温度（Ｔｅｘ）が最
高温度（Ｔｍａｘ）を超えない（ブロックＳ１２３０）場合には、器具の状態はアイドル
状態ＡＳ＝２であると決定される（ブロックＳ１２４２）。さらに、制御モジュール３０
２は、平衡ダンパーが全開位置（ＢＤＰ）＝１にあるかどうか、そしてファン１３０の速
度（ＶＦＤ）が計画ファン速度以下であるかどうか（ブロックＳ１２４４）を検査できる
。答えがＹｅｓである場合には、ファン１３０の速度（ＶＦＤ）は増加され（ブロックＳ
１２４６）、そして平衡ダンパーは変調され（ブロックＳ１２５０）、気流（Ｑ）を（Ｑ
）＝（Ｑ）（式（６）により計算）に維持するようにしている（ブロックＳ１２５２）。
【００８８】
　輻射温度が検知されず（ブロックＳ１２２６）、そして排気温度が（Ｔｅｘ＜Ｔｓｐａ
ｃｅ＋ｄＴｓｐａｃｅ）である（ブロックＳ１２５４）である場合には、器具の状態はＡ
Ｓ＝０（停止）であると決定され（ブロックＳ１２５６）、平衡ダンパーの状態は全閉（
ＢＤＰ＝０）され（ブロックＳ１２５８）、ファン１３０は停止される（Ｓ１２６０）。
器具の状態は記憶され得、他方、排気温度が雰囲気温度を超える場合には、器具の状態は
ＡＳ＝２であると決定され（ブロックＳ１２６２）、そして平衡ダンパーは変調され（ブ
ロックＳ１２６４）、ファン１３０を作動状態に維持して式（６）に基づいて計算される
（Ｑ）＝（Ｑ）の気流を維持するようにする（ブロックＳ１２６６）。そして動作は終了
し、排気流は、決定した器具の状態に従って設定される（ブロックＳ１２６８）。
【００８９】
　図１３は、本発明による排気流制御システムを例示するブロック線図である。特に、シ
ステム１３００は、複数の制御モジュール（１３０２、１３０８、１３１４）を含み、各
制御モジュールは、上記のように（例えば温度、圧力などの）センサーのそれぞれ一つ（
それぞれ１３０４、１３１０及び１３１６）、及び上記のように（例えばモーター制御及
びダンパー制御信号の）出力（それぞれ１３０６、１３１２及び１３１８）に接続されて
いる。制御モジュールは互いに関連して又は独立してそれぞれの排気流システムを制御で
きる。さらに、制御モジュールは互いに通信できる。
【００９０】
　図１４は、本発明による排気流制御システムを例示するブロック線図である。特に、シ
ステム１４００は、複数のインターフェース１４０４～１４０８に接続された単一制御モ
ジュール１４０２を含み、インターフェース１４０４～１４０８の各々は、それぞれのセ
ンサー（１４１０～１４１４）及び制御出力（１４１６～１４２０）に接続されている。
制御モジュール１４０２は、複数の器具に隣接した複数のフードについての排気流量をモ
ニターし制御できる。各器具は、独立してモニターされ得、そして上記のように適切な排
気流量が設定され得る。図１４に示す形態では、制御モジュール１４０２におけるソフト
ウエアを更新することは可能であり、それにより各フードについて排気流制御システムを
有効に更新する。また、単一制御モジュール１４０２はコストを低減でき、排気流制御シ
ステムに対するメンテナンスを簡単化し、既存のシステムは上記の排気流制御方法を含む
ように改良できすなわち後付けできる。
【００９１】
　図１５は、本発明による排気流制御システムを例示するブロック線図である。特に、シ
ステム１５００は、センサー１５０４及び制御出力１５０６に接続された制御モジュール
１５０２を含めている。制御モジュール１５０２は、また、アラームインターフェース１
５０８、火災抑制インターフェース１５１２、及び器具通信インターフェース１５１６に
結合される。火災抑制インターフェース１５１２は火災抑制システム１５１４に結合され
る。器具通信インターフェース１５１６は一つ以上の器具１５１８～１５２０に結合され
る。
【００９２】
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　動作において、制御モジュール１５０２は、アラームシステム１５１０、火災抑制シス
テム１５１４、及び器具１５１８～１５２０と通信し、これらシステム及び器具と情報交
換し、器具の状態及び適当な排気流量を良好に決定する。また、制御モジュール１５０２
は情報を種々のシステム（１５１０～１５２０）に伝送し、それで機能は、一層有効な動
作環境に調整され得る。例えば、排気流制御モジュール１５０２はセンサー１５０４を介
して、火災やその他の危険な状態を検知し、そしてこの情報をアラームシステム１５１０
、火災抑制システム１５１４、及び器具１５１８～１５２０に伝送し、それにより各装置
又はシステムは適切な作用を行い得る。また、器具１５１８～１５２０からの情報は、器
具の状態を一層正確に決定しそして一層正確な排気流制御を行うように、排気流制御シス
テムによって用いられ得る。
【００９３】
　排気流量を制御する方法、システム及びコンピュータプログラム製品の実施形態は、汎
用コンピュータ、特用コンピュータ、プログラム型マイクロプロセッサ又はマイクロコン
トローラ及び周辺集積回路要素、ＡＳＩＣ又は他の集積回路、デジタル信号プロセッサ、
ディスクリート素子回路のようなハードワイヤー型電子すなわち論理回路、及びＰＬＤ、
ＰＬＡ、ＦＰＧＡ、ＰＡＬなどのようなプログラム型論理装置において実行され得る。一
般に、本明細書に記載した機能又はステップを実行できるあらゆるプロセスは、排気流量
を制御する方法、システム、又はコンピュータプログラム製品の実施形態を実行するのに
用いられ得る。
【００９４】
　さらに、排気流量を制御する記載した方法、システム、及びコンピュータプログラム製
品の実施形態は、種々のコンピュータプラットホームにおいて用いられ得る携帯可能なソ
ースコードを提供する例えばオブジェクト又はオブジェクト指向ソフトウエア開発環境を
用いたソフトウエアにおいて完全に又は部分的に容易に実行され得る。代わりに、排気流
量を制御する記載した方法、システム及びコンピュータプログラム製品の実施形態は、例
えば標準型論理回路又はＶＬＳＩ計画を用いたハードウエアにおいて部分的に又は完全に
実行され得る。利用されることになるシステムの速度及び／又は効率要件、特殊な機能、
及び／又は特殊なソフトウエア又はハードウエアシステム、マイクロプロセッサ、又はマ
イクロコンピュータシステムに関連して実施形態を実施するのに他のハードウエア又はソ
フトウエアが利用され得る。排気流量を制御する方法、システム、及びコンピュータプロ
グラム製品の実施形態は、本明細書に記載した機能及びコンピュータ、排気流及び／又は
調理器具の分野の一般的な基礎知識に基づいて、任意公知の又は後で開発されたシステム
又は構造体、装置及び／又はソフトウエアを用いてハードウエア及び又はソフトウエアは
当業者によって実施され得る。
【００９５】
　さらに、排気流量を制御する記載した方法、システム、及びコンピュータプログラム製
品の実施形態は、プログラム式汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッ
サなどで実行されるソフトウエアにおいて実施され得る。また、本発明の排気流量制御方
法は、ＪＡＶＡ（登録商標）又はＣＧＩスクリプトのようなパーソナルコンピュータに組
み込んだプログラムとして、サーバー又はグラフィックワークステーションに属するリソ
ースとして、専用処理システムなどに組み込んだルーチンとして実施され得る。本方法及
びシステムはまた、排気換気フード及び／又は器具のハードウエア及びソフトウエアシス
テムのようなソフトウエア及び／又はハードウエアシステムに排気流量を制御する方法を
物理的に組み込むことで実施され得る。
【００９６】
　従って、本発明によれば、排気流量を制御する方法、システム、及びコンピュータプロ
グラム製品が提供されることは明らかである。多数の実施形態に関して本発明を説明して
きたが、多くの代替え、変更及び変形が当業者に明らかであろう又は明らかであることが
分かる。従って、出願人は、本発明の精神及び範囲内のかかる全ての代替え、変更及び変
形を包含しようとするものである。
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【００９７】
　付録Ａ　略語、頭字語及び用語
　ＡＳ：器具の状態（例えば、ＡＳ＝１；調理状態、ＡＳ＝２；アイドル状態、ＡＳ＝０
；停止状態）
　ＢＤ：平衡ダンパー
　ＢＤＰ：平衡ダンパー位置（例えばＢＤＰ＝０；閉成；ＢＤＰ＝１；開放）
　ＢＤＰｄｅｓｉｇｎ：フード計画気流Ｑｄｅｓｉｇｎに相当する平衡ダンパー位置
　　　ＶＦＤ＝ＶＦＤｄｅｓｉｇｎで達成される
　ＤＣＶ：要求時制御換気
　ｄＴｃｏｏｋ：器具がアイドル状態、ＡＳ＝２にあるとＩＲセンサーが判断する時のＴ
ｓｐａｃｅ上方の予め設定した温度
　ｄＴＩＲ：ＩＲＴとＴｓｐａｃｅとの温度差（例えば、ｄＴＩＲ＝ＩＲＴ－Ｔｓｐａｃ
ｅ）
　ｄＴＩＲｃａｌ：各ＩＲセンサー対する最初の校正処理中にメモリーに記憶されたｄＴ
ＩＲ
　ｄＴＩＲｍａｘ：ＩＲセンサーを清掃し校正し直す必要があることを表す絶対差｜ｄＴ
ＩＲ－ｄＴＩＲｃａｌ｜の予め設定した閾値
　ｄＴｓｐａｃｅ：フードの下方の“全ての器具”が停止状態にあると調理器具の状態が
解釈する際のＴｅｘとＴｓｐａｃｅとの予め設定した温度差（例えば、ＡＳ＝０）。例と
しての省略時値（既定値）は９°Ｆである。
　ＦＲＴ：器具の調理面の輻射温度の変動
　ｉ：フード番号に相当するインデックス.
　ＩＴＲ：赤外線センサー温度読取り値　°Ｆ
　ＩＲＴｍｉｎ：最低温度読取り値、この値以上でＩＲセンサーは器具の状態をアイドル
状態（例えば、ＡＳ＝２）として検知する。ＩＲＴｍｉｎ＝Ｔｓｐａｃｅ＋ｄＴｃｏｏｋ
　ｋＡｉｒｆｌｏｗＤｅｓｉｇｎ：排気流の質量比。ＤＣＶを備えたフードに対する実際
の総気流対総計画気流
　Ｋｆ：フード排気流を計算するのに用いたフード係数
　ｋＦｉｌｔｅｒｅＣｌｏｇｇｅｄ：目詰まりしたフィルタ検知する閾値気流係数、既定
値１．１
　ｋＦｉｌｔｅｒｅＭｉｓｓｉｎｇ：フィルタの不調（紛失）を検知する閾値気流係数、
既定値１．１
　Ｋｉｄｌｅ：アイドル後退（セットバック）係数、Ｋｉｄｌｅ＝１；Ｑｉｄｌｅ／Ｑｄ
ｅｓｉｇｎ
　Ｍ：フード排気流、ｌｂ／ｈ
　Ｍｄｅｓｉｇｎ＿ｔｏｔ：ＤＣＶシステムを備えたキッチンにおける全てのフードにつ
いての総計画排気流、ｌｂ／ｈ
　ｎ：フードにおけるＩＲセンサー番号に相当するインデックス
　Ｐａｔｍ：大気圧、インチＨｇ
　ＰｓＤｅｓｉｇｎ、ｉｎｃｈｅｓＷＣ：全てのフードを校正し、計画気流Ｑｄｅｓｉｇ
ｎで運転している主排気ダクト内の最低静圧
　Ｑ：フード排気流、ｃｆｍ
　Ｑｄｅｓｉｇｎ：フード計画気流、ｃｆｍ
　Ｑｄｅｓｉｇｎ　ｔｏｔ：ＤＣＶシステムを備えたキッチンにおける全てのフードにつ
いての総計画排気流、ｃｆｍ
　Ｑｄｅｓｉｇｎｉ：単一排気ファンに接続した多数のフードについての校正処理中に必
要な新たなフード計画気流、ｃｆｍ
　Ｑｉｄｌｅ：フード下方の全ての器具がアイドル状態にある時のアイドルにおける予め
設定したフード気流（不調によりＱｉｄｌｅ＝０．８・Ｑｄｅｓｉｇｎ）
　Ｑｔｏｔ：ＤＣＶシステムを備えたキッチンにおける全てのフードについての総排気流
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、ｃｆｍ
　ＴＡＢ：フードにおけるテスト及び平衡操作ポート。圧力変換器は圧力差を測定しフー
ド排気流を計算するＴＢＡポートに接続される。
　Ｔｅｘ：フード排気温度
　Ｔｅｘ＿ｍｉｎ：器具の状態がアイドル状態、ＡＳ＝２として検知される際の最低排気
温度
　Ｔｆｉｒｅ：フューズリンク温度　°Ｆに近い排気温度の予め設定した限界。Ｔｅｘ≧
Ｔｆｉｒｅの時には,火災警報が発令される。
　ＴｉｍｅＣｏｏｋ：予め設定した調理時間、不調によりＴｉｍｅＣｏｏｋ＝７分
　ＴｉｍｅＯＲ：取消し時間、フードにおいて取消しボタンを押した時にフードの気流が
計画レベルＱ＝Ｑｄｅｓｉｇｎに維持される時間間隔、不調によりＴｉｍｅＯＲ＝１分
　Ｔｍａｘ：予め設定した最高フード排気温度、この温度ではフードは計画排気流で動作
する。
　Ｔｓｐａｃｅ：空間温度、°Ｆ
　ＶＦＤｄｅｓｉｇｎ：Ｑｄｅｓｉｇｎに相当するＶＦＤ設定値（ＶＦＤ＝１；ファン全
速で運転；ＶＦＤ＝０；ファン停止）
　ＶＦＤｉｄｌｅ：Ｑｉｄｌｅに相当するＶＦＤ設定値
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